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(54 Katoptrioky osvétlovac{ systém

Osvétlovact systém je urdem pro kopi-
rovaci a projekdmni safiszeni e pousitim _
gdroje svitla s rot;én(i symetrickou kiiv-
kou svitivosti. G¥elem vyakiesn je svysit
svételnou idinmost systému a zmensit ener-
getické strdty ma minimum pii dodriend
velnl dobré rovmomérmosti osvétlenf pra-
covnfho pole, Uvedeného Gelu me doséhne
katoptrickim osvétlovacim systémem tvoie-
aym svételnym sdrojem, okolo kterého json
symeiricky uspofddéma t¥1 sférieké srcad-
la. Vmé zrcadel Jeou dva optieké privads-
Seo, kters ‘loulti"eau;]:f dva krajni obrazy
zdroje do rovimy stiedufho obrazy zdroje..
~ Vynélez lse pou¥ft ve vitiiné projekiaich
a kopirovacich safizeni,. nap¥. p#i kimema-
tografické projekei, pii projekei static-
kych diapozitiviy a fotolitografickyeh ko-
pirovacich a projekinioh sa¥fzemi apod.
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‘Vynélez se tyka osvdtlovaciho systému pro kopirovagi a
projekéni zaiizeni, ve kterych je pouZit zdroj svétlas s ro-
teiné symetrickou kifivkou svitivosti. |

v posledni dobé byly pro kopirovaci a projekéni zaifizeni -
. vyvinuty nové svitelné zdroje s vysokou svételnou u&innosti,
8 vhodnymi spektrélnimi vlastnostmi as nalymi rozméry svi-
t{ciho pole.

Jsou to zejména vysokotlakové projekéni vybojky rtuto-
vé, xenonové nebo halogenidové se zaficim polem tvaru used- .
ky. Ddle se jedna o trubicové halogenové Zarovky se zéiticim
polem tvaru vélce. Véechny tyto zdroje maji rotainé symetric-
kou ki#ivku svitivosti,

Usvdtlovaci systémy, které jsou b&zné uzivané v adé
zat*izeni, &asto nerespektuJi’specifické vlastnosti vyse uve-
denych zdrojd. Sasto se pouZivaji klasické &o&kové konden=
zory nebo eliptickd &i parabolicka zrcadla. Vysledkem je
nizké svételnsd Udinnost v prvnim piipadé nebo Spatné rovno-
mérnost osvétleni ve druhém piipadé. U éotkovych systéml
je pak &asto na zévadu piimkovy tvar sviticiho pole, ktery
omezuje rozlisovaci schopnost kopirovaciho nebo projekéni-
ho zatizeni ve sméru kolmém na smér svitfciho poles

Vyse uvedené nedostatky odstranuje osvétlovaci systém
bodle vynélezu. Jeho podstatou je, Ze symetricky kolem své-
telného zdroje jsou uspofédéna tii sféricka zrcadla, kters
zobrazuji zdroj v mezersdch mezi t&mito zrcadly. Vné tohoto
zrcadlového systému jsou umistény dva. optické pirevadéde
pro pievod krajnich obrazd zdroje thvoFenych pitisludnymi
dvéma zrcadly do roviny.obrazce zdroje vytvoreného tfetim
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zrcadlem. Optickym prevadécem mdze byt svdtlovod nebo sou-
stava cotek @ zrcadel, " '

P¥iklady usporadani osvétlovaciho systému podle vyna-
llezu Jsou schematicky znazornény na vykrese 1 a 2. |

Symetricky kolem zdroje 1 (obr.l) jsou uspoiddana
sféricks zrcadla 2a, 2b, 2c. Vn& t&chto zrcadel jsou umis=-
tény dva optické prevadéde, a to kandlovy svétlovod 3a
vléknovy svétlovod 4. Svétlo ze zdroje 1 je odriZeno zr-
cadly ga, gb a 2¢c tak, Ze svazky vytvo#i v mezerach mezi
nimi t*i obrazy zdroje. St¥edni obraz tvo#i zédklad se-
kundédrni svitfci plochy. 2bylé dva svazky jsou pevedeny
do této plochy bud kanslovym svétlovodem 3 nebo vlékno-
vym svétlovodem 4, V podstaté je moiné pfevést krajni
svazky rovnéz &odékami nebo zrcédly (obr. 2). Vlastnosti
soustiedéného svazku _.je déle mozné upravit difuznim prv=-
kem 5. Svazek vyzarovany sekunddrnim sviticim polem dopa-
dé na pracovni plochu 6 (od kopirovacich strojé) nebo je
déle soustifedén kondenzorem 7 do objektivu 9, pticemz pro-
chézi promitanou pi*edlohou 8 (p¥i pouziti v projekénich
zafizeni), |

Pfedmét vyndlezu

Katoptricky osvétlovaci systém sestavajici ze svételného
zdroje, ti*i sférickych zrcadel a dvou optickych pfevadéct
vyznééenf tim, Ze symetricky kolem zdroje (1) jsou uspoid=
déna sférickd zrcadla (2a), (2b), (2c) pro zobrazeni zdro=-
je (1) v mezeréch mezi témito zrcadly a vné tohoto zrcadlo-
vého systému jsou umistény dva optické prevadéle (3) a (4),
tvoiené svétlovody nebo &ockami a zrcadly, pro pfevod kraj-
nich obrazd zdroje (1), vytvofenych zrcadly (2b), (2c), do
roviny obrazu zdroje (1), vytvoieného zrcadlem (2a).
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Obr. 2
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